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【緒言】 

 電子線誘起蒸着法 (EBID：Electron Beam Induced Deposition) は基板上に供給される原料(前駆体: 

揮発性有機金属化合物)を電子ビームにより堆積させる方法である(Fig.1a)。この手法の最大の利点は、

電子ビームを用いる走査電子顕微鏡 (SEM) などと組み合わせることでナノメートルスケールで任意

の形状やサイズの物質堆積(成膜)ができることである。しかしならが、EBID 法を行える装置は少なく、

CVD 法などとくらべ、広く普及した手法ではない。そこで、本研究では汎用性の高い卓上 SEM を用い

ることで様々な物質を自由に堆積させることができる EBID システムの構築を行った。 

 

【実験方法】 

 EBID システムを実装する卓上 SEM として、日立ハイテク社製 TM4000（Fig. 1b）を用いた。この卓

上 SEM にガスインジェクションシステムを実装することで、卓上 SEM を用い EBID 法を実施できる

システムの構築を行った。構築したシステムの検証実験として、前駆体に W(CO)6、加速電圧 5 kV の

条件にてタングステン(W)デポジションを実施した。 

 

【結果・考察】 

 通常、卓上 SEM には EDS 検出器を取り付

けるポートが備わっている。この EDS 検出器

用のポートを活用し、ガスインジェクション

システムを実装した。ガスタンクに前駆体と

なる W(CO)6を封入し、前駆体がガスタンクか

らガスラインを通り、Fig. 1c に示すノズルよ

り基板へ供給される。供給された W(CO)6が電

子ビームによりW として堆積した結果の反射

電子 SEM 像を Fig. 1d に示す。反射電子像は

重い元素ほど明るいコントラストが得られる

ことから Si より重い W が堆積していること

が確認できる。以上の結果より、卓上 SEM に

おいても EBID 法が実現可能であることを実

証することに成功した。 

 今回、日立ハイテク社製の卓上 SEM を用い

たが、他社の卓上 SEM も基本的な構造は同じ

であり、同様の EBID システムの構築が可能

であると考えられる。今後、卓上 SEM を用い

た EBID 法が普及する起点となりえる研究成果である。 
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Fig. 1. (a) Schematic of EBID method. (b) Tabletop SEM 
(TM4000) used in the study. (c) SEM image of nozzle and 
substrate for EBID deposition. (d) SEM image of tungsten (W) 
deposition results on Si substrate.
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